R e apOPIS PATENTOWY  9PL 11240734
a3 Bl

. (51) Int.Cl.
(21) Numer Zg’fOSZenla: 420328 B60S 13/02 (200601)

GO1R 29/08 (2006.01)
HO4B 17/00 (2015.01)

Urzad Patentowy (22) Data zgtoszenia: 27.01.2017
Rzeczypospolitej Polskiej

Obrotnica do badania w komorze semibezodbiciowej kompatybilnosci
(54) elektromagnetycznej (EMC) pojazdéw zwtaszcza samochodowych
o duzej masie catkowitej

(73) Uprawniony z patentu:
SIEC BADAWCZA

(43) Zgtoszenie ogtoszono: LUKASIEWICZ - PRZEMYSLOWY INSTYTUT
30.07.2018 BUP 16/18 MOTORYZACJI, Warszawa, PL

(45) O udzieleniu patentu ogtoszono: (72) Tworca(y) wynalazku:
30.05.2022 WUP 22/22 SLAWOMIR LUKJANOW, Warszawa, PL

BOGUSLAW PIJANOWSKI, Warszawa, PL
WOJCIECH ZIELINSKI, Jabtonna, PL

PL 240734 B1



2 PL 240 734 B1

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest obrotnica do badania w komorze semibezodbiciowej kompaty-
bilnosci elektromagnetycznej (EMC) pojazdéw, zwlaszcza samochodowych o bardzo duzej masie
catkowitej, do 50 ton.

Badania kompatybilnosci elektromagnetycznej, zwtaszcza pojazdéw o duzej masie catkowitej, prowa-
dzone dotychczas w komorach bezodbiciowych bez uzycia obrotnicy sg bardzo utrudnione i wymagajg po-
wierzchni o bardzo duzej wytrzymatosci podtoza na obcigzenia. Dotychczas stosowane obrotnice, zwlaszcza
do pojazddéw o duzej masie, majg skomplikowang konstrukcje i uszczelnienia elektromagnetyczne na obwo-
dzie obrotnicy, ktérej naped i sterowanie znajdujg sie poza komorg elektromagnetyczna.

Celem wynalazku jest eliminacja niedogodnosci stosowanych dotychczas rozwigzan konstrukcyj-
nych obrotnic w badaniach kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) i opracowanie obrotnicy
bez uszczelnien elektromagnetycznych wmontowanej w przestrzen komory semibezodbiciowe;j.

Istota wynalazku polega na tym, ze w komorze semibezodbiciowej znajduje sie wneka szczelna
elektromagnetycznie wzgledem otoczenia komory usadowiona na fundamencie, przy czym w tej wnece
zamontowana jest platforma obrotowa z rolkami na dnie, a od jej wierzchu ptyta obrotowa, na ktérg wjezdza
badany pojazd, a ponadto wewnatrz tej platformy znajduje sie uktad napedu i sterowania obrotnicy za-
wierajgcy: zespot sterujgcy, potgczony z zespotem zasilania, pulpitem sterujgcym silnikiem napedu ob-
rotnicy, przy czym szerokos¢ wdzka jest nieco wieksza od szerokosci pojazdu, a 0$ symetrii podiuzna
pojazdu i o$ platformy obrotowej pokrywaja sie.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku, przy czym fig. 1 przedstawia schematycznie
przekréj pionowy obrotnicy do badania kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) pojazdéw, zwiasz-
cza o duzej masie, a fig. 2 przedstawia schematycznie obrotnice w rzucie z gory.

Obrotnica wg wynalazku jest zainstalowana we wnece komory semibezodbiciowej (EMC) — 1.
Na dnie wneki znajduje sie fundament 2, na ktérym jest utozona ptyta przewodzgca 3, po ktérej obraca
sie platforma obrotowa 4, z ptytg obrotowg 5 pojazdu badanego PB wokét walu obrotnicy 6. Naped
obrotnicy powodujacy jej obrét o okreslony kat odbywa sie poprzez przektadnie 7, uruchamiang silni-
kiem napedowym M zasilanym z zespotu zasilajgcego Z (zasobnika energii) poprzez uktad sterujgcy U
potaczony réowniez z pulpitem sterowniczym P oraz czujnikiem potozenia obrotnicy K. Do obracania
platformy obrotowej 4 po ptycie przewodzgcej 3 stuzg rolki R1, R2 ... R(n-1), Rn.

W zaleznosci od sposobu prowadzenia badan: bez obrotu pojazdu badanego w czasie badah
lub z obrotem wokét osi obrotnicy mozliwe sg dwa wykonania napedu obrotnicy:

1) naped elekiryczny o matej emisji elektromagnetycznej zasilany z zasobnika energii, ktéry znaj-
duje sie w zespole zasilania,

2) w przypadku gdy wymagany jest w czasie pomiaréow rownoczesny obrét pojazdu na obrotnicy — uktad
sterownia napedu wykonuije sie jako bezemisyjny zasilany z zespotu zasilacza.

Mozliwe sg na przykfad uktady hydrauliczne, pneumatyczne i inne nie powodujgce emisji elektro-
magnetycznej, ktérych naped obrotnicy zamontowany jest w platformie obrotnicy i nie ma jakichkolwiek
potaczeh galwanicznych z zewnatrz komory, co uniemozliwia przedostawanie sie zaburzen elektroma-
gnetycznych w czasie badan EMC w komorze.

Pulpit sterownicy moze by¢ zainstalowany wewnatrz lub na zewnatrz komory i moze mie¢ potg-
czenia bezemisyjne, np. Swiattowodowe.

Zastrzezenie patentowe

1. Obrotnica do badania w komorze semibezodbiciowej kompatybilnosci elektromagnetycz-
nej (EMC) pojazdéw zwlaszcza samochodowych o duzej masie catkowitej znamienna tym,
ze wewnatrz komory semibezodbiciowej (1) znajduje sie wneka szczelna elektromagnetycznie
wzgledem otoczenia komory, w ktérej zamontowana jest platforma obrotowa (4) majaca
od wierzchu ptyte obrotowg (5) pojazdu badanego (PB) a od spodu rolki (R1, R2 ...R(n-1), Rn),
na dnie tej wneki znajduje sie fundament (2) oraz ptyta przewodzaca (3), przy czym wewnatrz
platformy obrotowej (4) zamontowany jest uktad napedu i sterowania obrotnicy zawierajacy
zespot sterujacy (U) potgczony z zespotem zasilania (Z), pulpitem sterujgcym (P), silnikiem
napedu obrotnicy (M) napedzajgcym o$ obrotnicy (6) poprzez przektadnie (7) oraz czujnik
potozenia obrotnicy (K).
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Rysunki
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